
プラズマ応用研究センター
Center for Applied Research of Plasma | c-ARP

2024年度 第1回 c-ARPプラズマセミナー

日程：2024年7月25日（木）13:00～16:30

会場：岐阜大学工学部１１１番教室

講演名『X線光電子分光の基礎と応用：
ナノエレクトロニクス研究における活用を題材として』

主催：岐阜大学工学部附属プラズマ応用研究センター

講演概要：材料・デバイスの研究開発において必須の表面分析ツールの一つ
であるX線光電子分光法（XPS）について，ナノエレクトロニクス研究における
事例を題材として，その原理から解析の実践までを解説します．またXPSに関
する最新技術と，表面分析技術全体に関わる深刻な課題についても紹介します．
XPSはプラズマによるナノ材料加工においても，現象理解や評価のための強力
なツールとなります．

【参加申込】
右記URLリンクまたはQRコードより
お申し込みください。無料でご参加
頂けます。

問い合せ先：岐阜大学工学部附属プラズマ応用研究センター特任准教授 針谷達
harigai.toru.y2@f.gifu-u.ac.jp
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光電効果，光量子仮説，光イオン化断面積，非弾性散乱平均自由行程
（IMFP），スピン-軌道相互作用，ケミカルシフト（電気陰性度），
バックグラウンド（Shirley，Tougaard，etc.），・・・
3つのノーベル賞：Philipp Eduard Anton von Lenard（1905，
独），Albert Einstein（1922，米），Kai Manne Börje
Siegbahn （1981，スウェーデン）

• 角度分解光電子分光（ARPES）
• 最大エントロピー法（MEM）
• 硬X線光電子分光（HAXPES: Cr-K ，Cu-K ）
• オペランド計測（(準)大気圧，液中，etc.）
• 材料研究の50%以上の使用＞60%以上で深刻な
解析上の誤り（2020-2021報告）

5nmスケールの
MOSトランジスタ：
200億個以上

原子層解析

講師：九州大学大学院システム情報科学研究院附属
価値創造型半導体人材育成センター

教授 近藤博基 氏

参加申込こちら

https://forms.gle/ByznQ

3p9noEsyXEA7
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